
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  下方部に水抜口、乾燥用ガス排出口、上
方部に洗浄液散布手段を有する円筒状の槽内に、回転軸
を備え、その中心軸に沿って洗浄液及び乾燥用ガス通路
用の中空部分を備えるとともに、その軸線面上にその中
空部分に連通した多数の被洗浄物把持手段を備えてなる
洗浄、乾燥装置を用い、バルブ操作により、予備洗浄、
薬液洗浄、水洗、乾燥等の諸操作を連続的かつ自動的に
行うようにしたことを特徴とするガラス器具類等の汚染
器具の自動洗浄乾燥装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、放射薬剤等により汚染
したガラス器具等の器具類の自動洗浄乾燥装置に関する
ものである。

【０００２】
【従来技術】短半減期核種の生産、標識、分離精製、調
剤化等の諸工程で用いられるガラス器具等の器具類は、
薬剤の種類毎に洗浄と乾燥とを行わなければならない。
近年、それら諸工程は、自動合成装置や自動調剤装置の
開発が進み、比較的簡単に繰返し行うことができるよう
になったが、その結果必要な、それら工程で使用される
装置に用いたガラス器具類等の汚染器具類の洗浄と乾燥
とは、それらの自動化に伴い、増々その頻度が増加して
いるのが現状である。
【０００３】また、それらの諸工程の装置で用いられる
器具類は複雑な形状のものが多く、その大きさ、種類も
多岐にわたるため、その洗浄、乾燥には時間を要するば
かりでなく、その汚染物には核種等人体への有害物を含
んでいるため、その作業時間は可及的に短くしなければ
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ならない。しかし、従来、ガラス器具類等を洗浄し、乾
燥する装置として種々のものがあるが、それらの要請を
満たすものはなかった。
【０００４】
【発明の目的】本発明の目的は、それらの要請を満たす
に足るガラス器具類等の汚染器具類の自動洗浄乾燥装置
を提供しようとするものである。
【０００５】
【発明の構成】本発明は、下方部に水抜口、乾燥用ガス
排出口、上方部に洗浄液散布手段を有する円筒状の槽内
に、回転軸を備え、その中心軸に沿って洗浄液及び乾燥
用ガス通路用の中空部分を備えるとともに、その軸線面
上にその中空部分に連通した多数の被洗浄物把持手段を
備えてなる洗浄、乾燥装置を用い、バルブ操作により、
予備洗浄、薬液洗浄、水洗、乾燥等の諸操作を連続的か
つ自動的に行うようにしたことを特徴とするガラス器具
類等の汚染器具の自動洗浄乾燥装置を提供するものであ
る。
【０００６】以下、本発明の実施例を、短半減期核種の
生産、標識、分離精製、調剤化の工程で用いられるガラ
ス器具等の器具類を洗浄、乾燥する場合について、図面
に従って説明する。
【０００７】図１は自動洗浄乾燥装置の全体を示す正面
図、図２は、本自動洗浄乾燥装置の中に設置される回転
軸とその周辺を示す図である。図４は、図２のＡ－Ａ断
面図で、被洗浄乾燥物を把持した状態を示し、また図５
は自動洗浄乾燥装置の操作系統図を示す。
【０００８】図において、１は円筒状の洗浄乾燥槽の容
器本体、２はシャワ－すなわち洗浄液散布手段、３は容
器１内に貫通して設けた回転軸、４は洗浄液及び乾燥用
ガスの排出口、５は円筒状容器本体１の両側に設けた
蓋、６は回転軸３の駆動用モ－タで、ベルト等適当な伝
達機構により回転軸３に動力を伝える。７は、架台であ
る。
【０００９】また、８は中空円筒状の回転軸本体であ
り、その中心軸に沿った中空部分が洗浄液及び乾燥用ガ
スの通路９を形成し、この洗浄液及び乾燥用ガスは図２
中に示す矢印の方向から供給される。１０は通路９の端
部閉塞部分である。１２は回転軸本体８への連結部であ
り、蓋５に回転自在に支持されるようになっている。こ
の連結部１２は、図示のとおり、回転軸本体８の端部１
１の凸部に対応した凹部１３を有し、これによりその端
部１１を把持し、両者間はＯリング１４によってシ－ル
され、また凹部１３に設けたピン１５に対してスリップ
防止溝１６を嵌合させることにより、連結部１２の回転
がそのまま回転軸８に伝わるようになっている。
【００１０】また、回転軸本体８の他の端部１７には円
筒状のガイド穴１８が設けられ、これに円盤状の蓋５の
中心部内方に設けられたガイド棒を嵌入、当接させるこ
とにより、回転軸本体８がガイド棒に回転自在に支持さ

れる。さらに蓋５は容器本体１に対してビス等により取
外し自在に設けられており、これにより回転軸本体８を
容器本体１から取出し、回転軸本体８に対する被洗浄物
の取付け及び洗浄乾燥終了後の被洗浄物の取外しを容器
本体１の外で行うことができる。
【００１１】１９は、洗浄液及び乾燥用ガスの通路９の
適当箇所に回転軸本体８の筒壁を貫通して設けられた円
筒状の凹部を備える孔で、通路９に連通しており、この
連通孔１９の凹部には雌ネジが形成されている。２０は
その中心部に円筒状の開孔２２及び円筒状凸部２１を有
するロ－レットネジで、これには連通孔１９の雌ネジに
対応した雄ネジが形成され、これら両ネジの先端部分
は、Ｏリング２３を介装するために、その断面が段状に
形成されている。
【００１２】この場合、その連通孔１９の数は、被洗浄
乾燥物（以下、被洗浄物という）の数に応じて決めら
れ、被洗浄物はこのロ－レットネジ２０を介して取付け
られる。すなわち、例えば被洗浄物が図示のようなガラ
ス器具２４を回転軸本体８に取付ける場合、まず開口を
有する適当な中空の直管部分２５をロ－レットネジ２０
の円筒状の開孔２２に嵌入させ、次いで連通孔１９の円
筒状凹部にロ－レットネジ２０の円筒状凸部２１をネジ
込むことにより固定する。この場合、Ｏリング２３を介
在させ、これを圧縮、締付けることにより、その固定を
確実にし、また固定部分からの洗浄液及び乾燥用ガスの
漏洩を防止することができる。
【００１３】図５は、以上の構成を備えた洗浄乾燥装置
を組込んで行う洗浄乾燥作業の系統図である。図中、２
６は、以上で述べたシャワ－、回転軸等を備えた洗浄乾
燥装置、２７は洗浄液用のタンク、２８は洗浄液給送用
のケミカルポンプを示し、２９は予備洗浄用水道水導入
管、３０は仕上げ洗浄用の蒸留水タンク、３１は乾燥用
ガスの導入管、３２は乾燥用ガス用のヒ－タ、Ｖ１～Ｖ
１１は、これら各装置等を結ぶ導管に設けた制御用バル
ブであり、制御部に予めセットしたプログラムに従って
制御される。
【００１４】その制御部は、図示していないが、市販の
汎用シ－ケンサ、タイマ、リレ－等からなり、制御内容
は、被洗浄物の種類等に応じて、シ－ケンサのプログラ
ムを変更することによって適宜行うことが可能である。
なお、バルブＶ１～Ｖ１１のうち、Ｖ８は、洗浄乾燥槽
の底部で、例えば注射器のような器具類を同時に洗浄、
乾燥する場合に使用する。
【００１５】また、洗浄液の種類は、硝酸、有機溶媒
等、被洗浄物の種類如何により切替えることができ、被
洗浄物に付着する汚物の種類、数等の如何により、それ
ぞれタンクに貯えた２種以上の洗浄液を、切替え操作に
より、使用することができる。また導管等の材質は、洗
浄液の種類如何により適宜選択、使用することができ、
例えば洗浄液として硝酸等の酸を使用する場合には、４
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フッ化エチレン樹脂、３フッ化エチレン樹脂、塩化ビニ
－ル樹脂、ＳＵＳ３１６等のような耐酸性の材質で製作
されたものを用いる。
【００１６】次に、以上の装置を用いて短半減期核種の
生産、標識、分離精製、調剤化の工程で用いたガラス器
具類の洗浄、乾燥について行った作業例を表１に従って

説明する。表１中、符号Ｐは、ケミカルポンプ２８、Ｈ
はヒ－タ３２、Ｍはモ－タ６である。Ｔ１～Ｔ５は設定
時間で、このうち数字１～５はその設定時間の相対的な
長短を示し、また同表中、○印は作動状態、×印は停止
又は閉状態を示す。
【表１】

【００１７】本作業例では、回転軸本体８面上に被洗浄
物として１８個の短半減期核種の生産、標識、分離精
製、調剤化の工程で用いたガラス器具類を取付け、モ－
タ５は、作業終了時を除き、常時作動させ、ここでの回
転軸３の回転は１分間に２０回とした。なお、この回転
数は、被洗浄物の種類、操作条件等の如何により適宜設
定することができる。
【００１８】まず、バルブＶ１、２、７、９を開にし
（この場合、その余のバルブは閉状態とする、以下同
じ）、予備洗浄を行った。Ｔ１の時間経過後、Ｖ２、
４、７、９を開にしてＴ２の時間水抜きを行う。次に、
Ｖ２、５、８、１０を開くとともに、ケミカルポンプ２
８を作動させてＴ３の間硝酸により本洗浄を行った後、
Ｖ２、４、７、８、１０、１１を開き、Ｔ２の間硝酸の
回収を行う。引続きＶ１、２、７～９を開いて（Ｖ７は
２回目の水洗では閉じる）、水道水による２回の水洗を
行った。この時間は合計Ｔ５である。
【００１９】仕上げ洗浄は蒸留水で行うが、ここではま
ずＶ２、３、６、７、９を開いてＴ１の間第１回目の洗
浄をし、次いでＶ７に替えてＶ８を開き、第２回目の仕

上げ洗浄をＴ１の間行い、続いてＶ２、４、７～９を開
いてＴ２の間水抜きをする。本作業例では、蒸留水によ
るこの仕上げ洗浄のサイクルを３回繰り返した。最後
に、Ｖ４、７～９を開き、ヒ－タ３２を作動させて窒素
ガスによる乾燥をＴ５の間行い、洗浄乾燥の全操作を終
了した。
【００２０】その後、洗浄乾燥槽の容器本体１から蓋５
を開いて、そこで洗浄乾燥を終えた器具類を取出し、そ
の浄化の程度を調べたところ、目視による汚物は皆無で
あり、また放射能の存在も認められなかった。
【００２１】以上、被洗浄物として、短半減期核種の生
産、標識、分離精製、調剤化の工程で用いられるガラス
器具等の器具類を洗浄、乾燥する場合について述べた
が、これら器具類とは限らず、本発明の装置は、その機
能からして、種々の汚染物により汚染された種々の形状
の器具類の洗浄乾燥に適用できることは勿論である。
【００２２】
【発明の効果】本発明は、以上のように構成しているの
で、従来洗浄が困難であった種々の複雑な形状をしたガ
ラス器具類等の被洗浄物をも多数、同時に洗浄、乾燥す
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ることができ、しかもこの作業を完全に自動的に行うこ
とが可能であり、これによって作業時間を大幅に短縮す
ることができる。また被洗浄物に付着している汚物の種
類如何によっては、２以上の洗浄液を組合わせて用いる
ことが可能であり、これにより、その汚物を完全に除去
することができる。
【００２３】また、被洗浄物を洗浄乾燥槽の容器本体１
の外で回転軸本体８に取付け、取外すことができるた
め、その作業性を大幅に改善することができ、また洗浄
乾燥槽の容器本体１の上方部にシャワ－２を併設するこ
とにより、被洗浄物の内部だけでなく、その外部も同時
に洗浄することができる。さらには、被洗浄物を取付け
る回転軸の径を変えることにより、多数の被洗浄物を同
時に把持させ、同時に数多くの被洗浄物を処理すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】自動洗浄乾燥装置の全体を示す正面図。

【図２】図１の回転軸とその周辺を示す図。
【図３】図２の回転軸の連結部の部分拡大図。
【図４】図２のＡ－Ａ断面図。
【図５】本発明の一実施例を示す自動洗浄乾燥装置の操
作系統図。
【符号の説明】
１  容器本体                        ３  回転軸
５  蓋                              ６  モ－タ
８  回転軸本体                      ９  洗浄液及び
乾燥用ガス通路
１５  ピン                        １６  スリップ防
止溝
２０  ロ－レットネジ              ２４  被洗浄物
２７  洗浄液貯槽                  ２９  水道水導管
３０  蒸留水貯槽                  ３１  乾燥用ガス
用導管
Ｖ１～Ｖ１１  電磁バルブ

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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